
АНОТАЦІЯ 

 Просвітлюючі покриття для радіаційно-стійких фотоелектричних 

перетворювачів: дипломна робота бакалавра. / Венгер О. А., група ДП-42, 

напрям "6.050801 Мiкро- та наноелектроніка". НТУУ “Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра мікроелектроніки. 

2018р. 

Обсяг роботи: 63 сторінок, 20 ілюстрацій, 2 таблиці, 21 інформаційних 

джерел. 

У роботі розглядається питання впливу технологічних режимів парціального 

тиску кисню і струму розпилення на властивості плівок 𝐼𝑇𝑂. 

Мета роботи встановити залежність провідності плівок 𝐼𝑇𝑂 від парціального 

тиску кисню та струму розпилення. 

У процесі роботи досліджувалися фізичні властивості просвітлюючих 

покриттів 𝐼𝑇𝑂.  

У результаті роботи досліджено вольт-амперні та спектральні  

характеристики  при різних значення парціального тиску кисню і при різних 

значень струму розпилення. Під час експерименту використовувалися 

прилади: вольтметр універсальний В7-21, комбінований цифровий прилад 

Щ301-1, джерело живлення постійного струму Б5-49 і спектрофотометрі 

СФ − 46  . 

Ключові слова: просвітлюючі покриття, 𝐼𝑇𝑂, сонячна батарея, сонячний 

елемент, захисне покриття, радіаційна стійкість. 
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ABSTRACT 

Аntireflection coatings for radiation-resistant photovoltaic converters. / Oleksandr 

Venher, group DP-42, direction "6.050801 micro-and nanoelectronics". NTUU 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Department of microelectronics. 2018. 

 

Structure and scope of work: 63 pages, 20 illustrations, 2 tables, 21 sources under 

the list of references. 

 

The influence of the technological modes of oxygen partial pressure and spraying 

current on the properties of ITO films is considered. 

Purpose of work is to establish the dependence of the conductivity of ITO films on 

the partial pressure of oxygen and the spraying current. 

During the work, the physical properties of anti-reflective coatings of ITO were 

studied.  

As a result, the current-voltage and spectral characteristics at different values of the 

partial pressure of oxygen and at different values of the spraying current are 

investigated. During the experiment, the following devices were used: voltmeter 

universal “ В7 −  21”, combined digital device “Щ301-1”, DC power supply 

source  “Б5 −  49” and spectrophotometer “ СФ −  46”. 

Keywords: antireflective coatings, ITO, solar cell, protective coating, radiation 

resistance. 
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